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(57)【要約】
【課題】　ローディングされたポッドを固定する際に、
固定力によるポッドの変形を防止可能なFIMSシステムを
提供する。
【解決手段】　FIMSシステムにポッドを固定するポッド
固定システムよりポッドに作用する固定力に対し、当該
固定力に起因するポッドの変形に対してFIMSシステムに
埋設される位置決めピンが当該変形を抑制する抗力を発
生可能となるように固定力の作用線を配置する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓋と前記蓋により閉鎖される開口を一側面に有すると共に内部に被収容物を収容可能な
密閉容器に対して前記蓋を開閉して前記密閉容器内部への前記被収容物の挿脱を可能とす
る蓋開閉システムであって、
　第一の開口部を有する微小空間と、
　前記第一の開口部を閉鎖する位置と開放する位置との間で移動可能なドアと、
　前記第一の開口部に対して前記開口が正対するように前記密閉容器を載置可能なドッキ
ングプレートと、を有し、
　前記ドッキングプレートは前記密閉容器を固定する密閉容器固定システム、及び前記密
閉容器に設けられた位置決め凹部に嵌合して前記密閉容器の前記ドッキングプレートに対
する位置決めを為す位置決めピン、を有し、
　前記密閉容器を前記ドッキングプレートに対して固定するために前記密閉容器固定シス
テムが呈する固定力は、前記固定力に起因する前記密閉容器の変形に対して前記位置決め
ピンが前記変形を抑制する抗力を発生可能となるように固定力の作用線が配置されること
を特徴とする蓋開閉システム。
【請求項２】
　前記固定力の作用線は、前記位置決めピンの軸線と一致することを特徴とする請求項１
に記載の蓋開閉システム。
【請求項３】
　前記密閉容器固定システムは前記収容容器下面に密着可能な吸着パッドを有し、前記位
置決めピンは前記吸着パッド内部に配置されることを特徴とする請求項１或いは２何れか
に記載の蓋開閉システム。
【請求項４】
　蓋と前記蓋により閉鎖される開口を一側面に有すると共に内部に被収容物を収容可能な
密閉容器に対して前記蓋を開閉して前記密閉容器内部への前記被収容物の挿脱を可能とす
る蓋開閉システムにおいて、前記密閉容器より前記蓋を除去或いは取り付けを為して前記
開口を開閉する蓋開閉方法であって、
　前記蓋開閉装置は
　第一の開口部を有する微小空間と、
　前記第一の開口部を閉鎖する位置と開放する位置との間で移動可能なドアと、
　前記第一の開口部に対して前記開口が正対するように前記密閉容器を載置可能なドッキ
ングプレートと、を有し、
　前記ドッキングプレートは前記密閉容器を固定する複数の密閉容器固定システム、及び
前記密閉容器に設けられた位置決め凹部に嵌合して前記密閉容器の前記ドッキングプレー
トに対する位置決めを為す前記密閉容器固定システムに応じた複数の位置決めピン、を有
し、
　前記密閉容器を前記ドッキングプレートに対して固定するために前記密閉容器固定シス
テムが呈する固定力は、前記固定力に起因する前記密閉容器の変形に対して各々対応する
前記位置決めピンが前記変形を抑制する抗力を発生可能となるように固定力の作用線が配
置され、
　前記蓋開閉方法は、
　前記ドッキングプレート上に前記密閉容器を載置し、
　前記位置決め凹部に対して前記位置決めピンが略嵌合し、
　前記固定力が前記複数の密閉容器固定システム各々より順次発生されることを特徴とす
る密閉容器の蓋開閉方法。
【請求項５】
　前記密閉容器固定システムは前記収容容器下面に密着可能な吸着パッドを有し、前記位
置決めピンは前記吸着パッド内部に配置され、
　前記密閉容器の固定に際し、前記複数の密閉容器固定システムの内、前記固定力を発生
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済みの前記密閉容器固定システム及び前記固定力を次に発生予定の前記密閉容器固定シス
テム以外については、前記固定力とは逆の方向に作用する力が加えられることを特徴とす
る請求項５に記載の蓋開閉方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造プロセス等において、ポッドと呼ばれる搬送容器に内部保持され
たウエハを半導体処理装置間にて移送する際に用いられる、所謂FIMS（Front-Opening In
terface Mechanical Standard）システムに関する。より詳細には、当該FIMSシステムに
おいて用いられる、ウエハを収容する密閉容器たる所謂FOUP（Front-Opening Unified Po
d）と呼ばれるポッドの蓋を開閉して該ポッドに対するウエハの移載を行うFIMSシステム
たる蓋開閉システム及び当該システムを用いた蓋開閉方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体製造プロセスは、処理装置内部、ポッド（ウエハの収容容器）、及び当該
ポッドから処理装置への基板受け渡しを行う微小空間のみを高清浄状態に保持し、その他
の空間の清浄度はある程度のレベルに維持して行われている。ポッドは、その内部に複数
のウエハを平行且つ隔置した状態で保持可能な棚と、外面を構成する面の一つにウエハ出
し入れに用いられる開口とを有する略立方体形状を有する本体と、その開口を閉鎖する蓋
とから構成される。この開口が形成されている面がポッドの底面ではなく一側面（微小空
間に対して正対する面）に位置するポッドを前述したFOUPと総称している。
【０００３】
　また、上述した微小空間は、ポッドの開口と向かい合う開口部と、開口部を閉鎖するド
アと、半導体処理装置側に設けられた処理装置側の他の開口部と、開口部からポッド内部
に侵入してウエハを保持すると共に該処理装置側の他の開口部を通過して処理装置側にウ
エハを搬送する移載ロボットとを有している。また、微小空間を形成する構成は、ドア正
面にポッド開口が正対するようポッドを支持する載置台を有している。この載置台の上面
には、ポッド下面に設けられた位置決め用の穴に嵌合されてポッドの載置位置を規定する
位置決めピンと、ポッド下面に設けられた被クランプ部と係合してポッドを載置台に対し
て固定するクランプユニットとが配置されている。通常、載置台はドア方向に対して所定
距離の前後移動が可能となっている。ポッド内のウエハを処理装置に移載する際には、ポ
ッドが載置された状態でポッドの蓋がドアと接触するまでポッドを移動させ、接触後にド
アによってポッド開口部からその蓋が取り除かれる。これら操作によって、ポッド内部と
処理装置内部とが微小空間を介して連通することとなり、以降ウエハの移載操作が繰り返
して行われる。この載置台、ドア、開口部、ドアの開閉機構、開口部が構成された微小空
間の一部を構成する壁等を含めて、前述したFIMSシステムと総称される。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１６４４１２号公報
【特許文献２】特許第３９１７１３８号
【特許文献３】特開２００４－２３５５１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したポッド固定用のクランプユニットとしては、例えば特許文献１或いは２に開示
される構成等が知られている。これらクランプユニットは、ポッド下面に配置された被ク
ランプ部をクランプし、下方に付勢することによってポッドを載置台に対して固定してい
る。ここで、ポッドは主として樹脂等の素材により形成されることが多く、機械的は負荷
が大きい場合には変形する可能性が存在する。また、通常被クランプ部の形成部位に対し
ては特に補強等施されていないことから、従来はこの機械的な負荷の大きさを適当なもの
とする等の対策が為されていた。しかしながら、昨今のウエハ等基板の大径化に伴ってポ
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ッドのサイズが大型化し、十分なクランプ力を被クランプ部に加えることとポッドの変形
を抑制することとの両立が難しくなってきている。
【０００６】
　また、ポッドの載置位置を規定する位置決めピンとしては特許文献３に開示する構成が
知られている。例えば、載置台上に位置決めピンとは異なる突起を配置し、被クランプ部
を当該突起によって支持することにより、変形を抑制する方法も考えられる。しかし、こ
の様な突起の存在は位置決めピンの作用の妨げとなり、実際的な対応策とはなり得ない。
また、ポッドサイズが大きくなりその重量も大きくなった場合、例えば一の位置決めピン
がポッドにおける位置決め用の穴に対して適切に嵌合していない場合であっても、ポッド
の重量によって当該穴の構成面と位置決めピンとが摺動せず、そのままの状態を保つ場合
が起こり得る。このような場合に従来のような方式のクランプユニットによるポッドの固
定を為そうとした場合、ポッドに加えられる負荷及び当該負荷により生じる変形はより大
きくなると考えられる。
【０００７】
　本発明は以上の状況に鑑みて為されたものであり、大型化したポッドであっても、載置
台に対して固定した状態においてポッドに対して変形を与えない蓋開閉システム、及びポ
ッドの位置決め凹部と載置台上の位置決めピンとを常に適切な位置関係として、ポッドを
載置台に対して適切に位置決めしてこれを固定保持することを可能とする蓋開閉方法の提
供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る蓋開閉システムは、蓋と蓋により閉鎖される
開口を一側面に有すると共に内部に被収容物を収容可能な密閉容器に対して蓋を開閉して
密閉容器内部への被収容物の挿脱を可能とする蓋開閉システムであって、第一の開口部を
有する微小空間と、第一の開口部を閉鎖する位置と開放する位置との間で移動可能なドア
と、第一の開口部に対して開口が正対するように密閉容器を載置可能なドッキングプレー
トと、を有し、ドッキングプレートは密閉容器を固定する密閉容器固定システム、及び密
閉容器に設けられた位置決め凹部に嵌合して密閉容器のドッキングプレートに対する位置
決めを為す位置決めピン、を有し、密閉容器を前記ドッキングプレートに対して固定する
ために密閉容器固定システムが呈する固定力は、固定力に起因する密閉容器の変形に対し
て位置決めピンが変形を抑制する抗力を発生可能となるように固定力の作用線が配置され
ることを特徴としている。
【０００９】
　なお、前述した蓋開閉システムにおいて、固定力の作用線は、位置決めピンの軸線と一
致することが好ましい。また、密閉容器固定システムは収容容器下面に密着可能な吸着パ
ッドを有し、位置決めピンは吸着パッド内部に配置されることが好ましい。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明に係る蓋開閉方法は、蓋と蓋により閉鎖され
る開口を一側面に有すると共に内部に被収容物を収容可能な密閉容器に対して蓋を開閉し
て密閉容器内部への被収容物の挿脱を可能とする蓋開閉システムにおいて、密閉容器より
蓋を除去或いは取り付けを為して開口を開閉する蓋開閉方法であって、蓋開閉装置は第一
の開口部を有する微小空間と、第一の開口部を閉鎖する位置と開放する位置との間で移動
可能なドアと、第一の開口部に対して開口が正対するように密閉容器を載置可能なドッキ
ングプレートと、を有し、ドッキングプレートは密閉容器を固定する複数の密閉容器固定
システム、及び密閉容器に設けられた位置決め凹部に嵌合して密閉容器のドッキングプレ
ートに対する位置決めを為す密閉容器固定システムに応じた複数の位置決めピン、を有し
、密閉容器を前記ドッキングプレートに対して固定するために密閉容器固定システムが呈
する固定力は、固定力に起因する密閉容器の変形に対して各々対応する位置決めピンが変
形を抑制する抗力を発生可能となるように固定力の作用線が配置され、蓋開閉方法は、ド
ッキングプレート上に密閉容器を載置し、位置決め凹部に対して位置決めピンが略嵌合し
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、固定力が複数の密閉容器固定システム各々より順次発生されることを特徴としている。
【００１１】
　なお、上述した蓋開閉方法において、密閉容器固定システムは収容容器下面に密着可能
な吸着パッドを有し、位置決めピンは吸着パッド内部に配置され、密閉容器の固定に際し
、複数の密閉容器固定システムの内、固定力を発生済みの密閉容器固定システム及び固定
力を次に発生予定の密閉容器固定システム以外については、固定力とは逆の方向に作用す
る力が加えられることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、位置決めピンによってポッドを支持する位置において、ポッドに対す
る固定力を作用させている。従って、ポッド底面に生じる曲げモーメントはごく小さく抑
えられ、ポッドの変形を防止することが可能となる。また、本発明によれば、ポッドに対
して固定力を加える位置は位置決めピンを受容する位置決め凹部の配置と位置している。
通常このような位置決め凹部が存在する領域は、位置決めピンによる支持に耐えるために
高い剛性が付与されている。従って、固定力がポッドにおける剛性の高い領域に対して付
与されることとなり、固定力が比較的大きい場合であってもポッドの変形を効果的に抑制
或いは防止することが可能となる。更に、本発明では、位置決めピンに対応して当該ピン
の埋設方向に固定力が作用する。従って、ポッド載置時において位置決め凹部と位置決め
ピンとの位置関係が不適切な場合であっても、位置決め凹部がその中心に向かった凹む傾
斜面を有することで、ポッド固定時の固定力の付与によりこれら位置関係の是正が為され
るという効果を期待できる。
【００１３】
　また、本発明によれば、ポッドの固定に吸着パッドを用いることとして当該吸着パッド
の中心に位置決めピンを埋設している。このため、位置決めピンとポッドとの接触点を中
心としてその周囲を当該ピンの埋設方向に吸引、固定する固定力を作用させることとなる
。従って、固定力が位置決めピンとポッドとの接触点に対して特定の方向に偏ることが防
止され、ポッドと載置台との位置関係をより適切な状態としてポッドを固定することが可
能となる。また、本発明によれば、複数の位置決めピンに応じた位置での固定力の付加を
各々異なるタイミングにて実行することとしている。当該様式の操作を通じてポッドの固
定を為すことにより、個々の固定力を付加する際に生じる微小な衝撃等により、仮に位置
決めピン先端と位置決め凹部形成面とがかみ合った状態で位置ずれが生じていたとしても
、これらを互いに摺動させて適切な位置関係を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明の一実施形態について、以下に図面を参照して説明する。図１は本発明の
一実施形態に係る蓋開閉システムの側断面図であり、図２はポッドの開口を蓋が閉鎖した
状態での該システム１０１におけるポッド載置部、ドア、ポッド、及び蓋等を同様の様式
にて拡大して示した図である。また、更に図３は、当該蓋開閉システムおける主要部たる
載置台を斜視図により示している。また、図４は図３に示すポッド固定手段及びその近傍
の構成、及び対応するポッドの位置決め凹部及びその近傍を断面として示す図である。
【００１５】
　本発明に係る蓋開閉システムであるFIMSシステム１０１は、微小空間１０３を構成する
筐体１０５及び筐体１０５に隣接して配置されるポッド載置部１２１を有する。筐体１０
５は、更にファン１０７、ロボット１０９、第一の開口部１１１、第二の開口部１１３、
ドアシステム１１５を有する。ファン１０７は筐体１０５によって微小空間１０３の上部
に配置され、筐体１０５の外部空間に存在する気体を微小空間内部に導入する。筐体１０
５の下部には気流が流出可能となるような構造が配置されており、微小空間１０３内部で
発生する粉塵等は当該気流に運ばれて筐体１０５の下部から外部空間に排出される。ロボ
ット１０９におけるロボットアーム１０９ａは、第一の開口部１１１及び第二の開口部１
１３を介して微小空間の外部に突出可能となっている。第一の開口部１１１はドアシステ
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ム１１５におけるドア１１５ａにより一見閉鎖状態とされるが、ドア１１５ａの外周と第
一の開口部１１１の内周面との間には隙間が形成されることから、当該ドア１１５ａは第
一の開口部１１１を略閉鎖可能となっていると述べる。第二の開口部１１３は、ウエハ処
理装置１１７の内部と接続されているが、当該ウエハ処理装置１１７の詳細に関しては本
発明と直接の関係を有さないために本明細書における説明は省略する。
【００１６】
　ポッド載置部１２１は、ドッキングプレート１２３、ポッド固定システム１２５、及び
ドッキングプレート駆動システム１２７を有する。ドッキングプレート１２３の上面は略
平面とされており、該上面にはポッド固定システム１２５が配置される。本実施形態にお
いて、ポッド固定システム１２５は、図３及び図４に示されるように、位置決めピン１２
５ａ、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂ、及びポッド固定用排気系１２５ｃから構成され
る。本実施形態では、固定用吸着パッド１２５ｂは、上面側に開口するリップ部を有する
略環形状を有し、弾性部材（例えばゴム等）より構成される。また、位置決めピン１２５
ａは、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂの中心部分において、該ポッド固定用吸着パッド
１２５ｂが吸着力、即ちポッド１に対する固定力を作用させる作用軸（作用線）と位置決
めピン１２５ａの軸心とが一致するように、ドッキングプレート１２３上に埋設される。
ポッド固定用排気経路１２５ｃはポッド固定用吸着パッド１２５ａの下部開口と連通し、
その延長上で不図示の所謂排気ポンプ及び電磁バルブ等から構成される排気システム１２
９（図６参照）と接続されている。位置決めピン１２５ａは、ポッド本体２の下面に設け
られた位置決め凹部（穴）２ｃに嵌合し、ピン先端部が凹部の最奥部（中心部）に至るこ
とによりポッド１とドッキングプレート１２３との位置関係を決定する。実際のポッド固
定時においては、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂの上面リップ部がポッド本体２の下面
に密着し、位置決め凹部２ｃを位置決めピン１２５ｂの先端に押し付けるようにポッド本
体２を保持する。また、その際、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂからポッド本体２に加
えられる固定力の作用線は、位置決めピン１２５ａの軸心と一致し、該固定力に対するポ
ッドの変形を位置決めピン１２５ａに生じる抗力により抑制している。即ち、ポッド固定
システム１２５がポッド本体２に及ぼす固定力の作用線は、当該固定力によりポッド本体
２に生じる変形を抑制するように位置決めピン１２５ｂが抗力を発生可能となる位置に配
置される。
【００１７】
　なお、ドッキングプレート１２３は、ポッド１を上面に載置した際に、ポッド１におけ
る本体開口２ａが前述した第一の開口部１１１と正対するよう配置されている。ドッキン
グプレート駆動システム１２７は、不図示のガイドレール１２７ａ及び駆動シリンダ１２
７ｂを用いて、ドッキングプレート１２３と共に該所定位置に固定されたポッド１を該第
一の開口部１１１に向かう方向及び離間する方向に駆動する。駆動用シリンダ１２７ｂは
載置台１２１の本体部に一端部が固定されており、他端部となる伸縮するシリンダ端部が
ドッキングプレート１２３に固定されている。ドッキングプレート１２３はガイドレール
１２７ａに対して摺動可能に支持されており、駆動シリンダ１２７ｂのシリンダ端部の伸
縮に応じてガイドレール１２７ａ上を摺動する。ここで、ドッキングプレート１２３は、
ポッド１を当該ドッキングプレート１２３上に外部から搭載する（ロードする）或いは取
り除く（アンロードする）位置が微小空間１０３から最も離れた位置に存在することとな
り、ポッドの蓋３を取り外す位置が微小空間１０３に対して最も接近する位置となる。
【００１８】
　ドア１１５ａの外部空間側面（ポッド１と対向する面）には、図２（及び図６）に示す
ように、ラッチキー１１５ｅが設けられている。当該ラッチキー１１５ｅはポッド１の蓋
３の表面に設けられた不図示のラッチ機構を操作し、蓋３のポッド本体２に対する固定、
固定の解除の動作を行う。吸着パッド１１５ｋは該蓋３と当接した状態で不図示の配管を
通じて負圧供給源１０８（図６参照）より負圧を供給することにより該蓋３を吸着し、当
該蓋３をドア１１５ａによって保持することを可能とする。ドアシステム１１５は、ドア
アーム１１５ｂ、ドア開閉アクチュエータ１１５ｃ及びドア上下機構１１５ｄを有する。
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ドアアーム１１５ｂは棒状の部材からなり、一端においてドア１１５ａを支持し、他端に
おいてドア開閉アクチュエータ１１５ｃと連結されており、中間部の適当な位置において
当該位置を中心に回転可能に軸支されている。ドア開閉アクチュエータ１１５ｃによって
該回転中心を軸としてドアアーム１１５ｂは回転し、該ドアアーム１１５ｂの一端及びこ
こに支持されるドア１１５ａは第一の開口部１１１に対して接近或いは離間の動作を行う
。ドア上下機構１１５ｄは、ドア開閉アクチュエータ１１５ｃと前述したドアアーム１１
５ｂの回転軸とを支持し、上下動用アクチュエータによって上下方向に延在するガイドに
沿って当該アクチュエータ及びこれに支持されるドアアーム１１５ｂ及びドア１１５ａを
上下方向に駆動する。
【００１９】
　なお、図６に当該FIMSシステム１０１の構成をブロック図として示す。上述したファン
１０７、ロボット１０９、ドアシステム１１５、ポッド固定システム１２５、及びドッキ
ングプレート駆動システム１２７は、制御装置１０２によって各々制御される。ドアシス
テム１１５は、前述したラッチキーの駆動機構１１５ｆ、ドア開閉アクチュエータ１１５
ｃ、及びドア上下機構１１５ｄを各々独立して制御可能であるが、実際上はこれら各々の
構成が一連のタイムチャートに応じて動作するようにこれら構成を制御する。なお、吸着
パッド１１５ｋに対する負圧供給源１０８からの負圧の供給及び供給停止（負圧の破壊）
の動作は、制御装置１０２によって行われる。ドッキングプレート駆動システム１２７は
、駆動シリンダ１２７ｂの駆動のオンオフを行うが、当該駆動シリンダ１２７の動作によ
ってドッキングプレート１２３が確実に所定の二位置、即ちポッド１のロード位置に存在
する場合とポッド１がウエハ挿脱可能な位置であるドック位置に存在する場合とを検知す
る必要がある。
【００２０】
　このため、ポッド１がドッキングプレート１２３上の載置されたこと、及びドッキング
プレート１２３に対してポッド１をロード・アンロードすべき位置に該ドッキングプレー
ト１２３が存在することを検知するロードセンサ１２７ｄが、ドッキングプレート駆動シ
ステム１２７に接続されている。また、ドッキングプレート１２３が上述したドック位置
に存在するか否かを検知するドックセンサ１２７ｃも該ドッキングプレート駆動システム
１２７に接続されている。制御装置１０２は排気システム１２９にも接続されており、ロ
ードセンサ１２７ｄがドッキングプレート１２３へのポッド１の載置を検知した信号に応
じて当該排気システム１２９の動作を制御する。また、排気システム１２９に繋がる排気
経路には吸着センサ１２７ｆが配置される。当該吸着センサ１２７ｆとしては例えば圧力
計が用いられ、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂによるポッド１の保持によって該排気経
路内が所定の一定の圧力値となったことにより、ポッド１の保持が検知される。なお、吸
着保持の確認として、所定の圧力値が得られた後、タイマ１０２ａにおいて所定時間の経
過が確認されたことで、吸着保持が為されたと判断しても良い。また、当該排気システム
１２９では、例えば加圧源と接続し、ポッド固定用吸着パッド１２５ｂからガスの噴出し
を行い、当該ポッド固定用吸着パッドに対応する位置決め凹部２ｃの一時的な浮き上げと
再度の位置決めの操作を促す構成としても良い。
【００２１】
　ここで、実際にウエハ処理作業を行う際の当該FIMSシステム１０１の動作について説明
する。ウエハ処理作業において、所定枚数のウエハを収容し内部が清浄気体によって満た
されたポッド１がドッキングプレート１２３上に載置される。ロードセンサ１２７ｄがポ
ッドの載置を検知すると、制御装置による排気システム１２９の操作が行われ、ポッド固
定システム１２５が動作してドッキングプレート１２３に対するポッド１の吸着固定が為
される。なお、この吸着固定操作は、位置決めピン１２５ａの軸心に沿って為される。こ
のため、仮にポッドの位置決め凹部２ｃの中央とずれた位置が位置決めピン１２５ａの軸
心上に存在し、かみ合ったような状態、即ち位置決めピン１２５ａが位置決め凹部２ｃに
略嵌合した状態にあったとしても、該位置決め凹部２ｃに対しては、位置決めピン１２５
ａ上の所定位置に該位置決め凹部２ｃの中央部が移動するような力が作用する。また、本
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実施形態では、複数存在するポッド固定用吸着パッド１２５ｂ各々に対して、タイマ１０
２ａが指定する所定の時間間隔にて吸着保持動作を行わせている。これにより、個々のポ
ッド固定用吸着パッド１２５ｂが動作する際にポッドを水平面内にて所定位置に動かす力
が作用することとなり、ポッド１の正しい載置状態への移動が促される。また、当該操作
を行った後であっても吸着センサ１２７ｆにより全てのポッド固定用吸着パッドが適当な
吸着保持状態を得ていないことが確認された場合には、前述した吸着位置に対するガスの
送気を行い、更にポッド１の適正載置位置への移動を促すこととしても良い。即ち、複数
の密閉容器固定システム１２５の内の、固定力を発生済みのもの及び次に固定力を発生予
定のものを除いた他のシステムに対して固定力の作用方向とは逆の方向の力を作用させ、
ポッド本体２に対して部分的に水平移動が容易な状態を形成することが好ましい。これに
より、所謂かみ合った状態のまま適正位置に移動できなかった位置決め凹部の水平移動の
容易化を図り、確実な固定状態を得やすくすることが可能となる。
【００２２】
　続いてドッキングプレート駆動システム１２７が動作し、ポッド１を第一の開口部１１
１に向けて駆動する。具体的には、ポッド固定システム１２５によってドッキングプレー
ト１２３と一体化されたポッド１を、ドッキングプレート１２３を介する様式にて駆動シ
リンダ１２７ｂが移動させる。その際、ドア１１５ａは第一の開口部１１１を略閉鎖する
位置で停止している。当該駆動動作は、ポッド１の蓋３がドア１１５ａの当接面と当接し
、ドッキングプレート１２３と第一の開口部１１１と所定の位置関係となった段階にて終
了する。この時、ラッチキー駆動機構１１５ｆによるラッチキー１１５ｅを介したポッド
１の蓋３の固定解除動作が為される。同時に、吸着パッド１１５ｋが蓋３を吸着し、蓋３
がドア１１５ａによって保持される。
【００２３】
　当該状態からドア開閉アクチュエータ１１５ｃが動作を開始し、ドアアーム１１５ｂが
回動して蓋３を保持するドア１１５ａを第一の開口部１１１から微小空間１０３の内部方
向に運ぶ。ドアアーム１１５ｂが所定角度で回動を停止した後、ドア上下機構１１５ｄが
動作を開始し、ドア開閉アクチュエータ１１５ｃと共にドア１１５ａを下方に移動させる
。当該動作によって第一の開口部１１１は全開状態となり、微小空間１０３は第一の開口
部１１１を介してポッド本体２の内部と連通した状態となる。この状態においてロボット
１０９が動作を開始し、ロボットアーム１０９ａによってウエハ４をポッド１の内部から
第二の開口部１１３を介してウエハ処理装置１１７に搬送する。また、この状態を維持し
て、当該ロボット１０９は、更にウエハ処理装置１１７内部において所定の処理が施され
たウエハ４をポッド１内部へも搬送する。蓋３をポッド１に取り付け、ポッド１をFIMSシ
ステム１０１より取り外し可能とする場合には、基本的にはこれら動作が逆に行われる。
【００２４】
　以上に述べた蓋開閉システムたるFIMSシステムを用いることにより、ポッド１に対して
不要な変形を与えることなく、ドッキングプレート１２３に対するポッド本体２の固定を
為すことが可能となる。なお、本発明では、ポッド本体２をドッキングプレート１２３に
対して固定する際に、ポッド１の固定のために個々のポッド固定システム１２５がポッド
１に作用する固定力の作用線を、ポッド１のドッキングプレート１２３に位置決めするた
めの位置決めピン１２５ａの軸線と一致させている。これにより、ポッド固定システム１
２５からポッド１に作用する固定力は位置決めピン１２５ａによって全て受容されること
となり、従来構成において問題とされたポッド１の変形は確実に抑えられることとなる。
【００２５】
　ここで、本実施形態においては、最も簡便で動作が容易であり且つ固定動作のレスポン
スに優れる吸着保持方式を用いている。しかしながら、本実施形態は、当該吸着パッドか
らなる構成に限定されない。次に図４と同様の様式を用いて本発明の他の形態を図５に示
し、その詳細について説明する。本形態におけるポッド固定システム１２５は、ポッド下
面に平行な水平方向と当該方向に垂直な垂直方向とに駆動可能な、従来の所謂クランプ機
構１３１を有している。また、当該形態に対応するポッド本体２においては位置決め凹部



(9) JP 2010-40912 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

２ｃに対して垂直上方の位置に張り出すように配置される被クランプ部２ｄが構成された
クランプ凹部２ｅが形成されている。クランプ機構１３１は、クランプ爪１３１ａとクラ
ンプ爪駆動機構１３１ｂとを有する。クランプ爪１３１ａは略Ｌ字状の部材であり、長辺
部が垂直方向に延在してポッド固定状態でクランプ凹部２ｅに短辺部を進入可能な形状及
び大きさを有し、長辺部開放端部がドッキングプレート１２３に固定されたクランプ爪駆
動機構１３１ｂに固定され、長辺部連結端部（短辺部と連結する端部）がポッド１側（上
方）に位置するように配置される。クランプ爪駆動機構１３１ｂは、クランプ爪１３１ａ
を長辺方向に伸縮し、短辺方向に移動させる。また、短辺部は所定の部位に下方に突き出
す円錐状のクランプ突起１３１ｃを有する。
【００２６】
　実際のポッドの固定に際しては、ポッド１がドッキングプレート１２３上に載置された
後、クランプ爪駆動機構１３１ｂが動作して、ポッド１をドッキングプレート１２３に対
して固定する。その際、クランプ機構１３１は、まずクランプ爪１３１ａを長辺方向に伸
ばし、短辺部をクランプ凹部２ｅ内に進入させる。続いて、クランプ爪駆動機構１３１ｂ
は、クランプ突起１３１ｃが被クランプ２ｄをクランプ可能な位置まで水平移動させる。
なお、当該位置は、位置決めピン１２５ａの軸心の延長線上にクランプ突起１３１ｃが存
在する位置となる。当該状態からクランプ爪駆動機構１３１ｂがクランプ爪１３１ａの長
辺部を縮めることにより、被クランプ部２ｄに対する下方への押圧力（ポッド本体２に対
する固定力）が加えられる。これにより、位置決めピン１２５ａが位置決め凹部２ｃに嵌
合するように被クランプ部２ｄがクランプ爪１３１ａにより下方に押さえ込まれる。即ち
、位置決めピン１２５ａ上に位置する被クランプ部２ｄを、クランプ突起１３１ｃと位置
決めピン１２５ａとにより挟持した状態となり、被クランプ部２ｄを介してポッド本体２
がドッキングプレート１２３に対して固定されることとなる。
【００２７】
　上述したように、本実施形態においては、位置決めピン１２５ａの軸心方向に作用する
固定力を、ポッド本体２の位置決め凹部２ｃを位置決めピン１２５ａの先端に押し付ける
ように作用させることにより、当該位置決めピン１２５ａによってポッドの変形を抑制さ
せることしている。なお、上述した吸着保持形式の実施形態及びクランプ方式の実施形態
においては、当該固定力の作用線を位置決めピン１２５ａの軸線を一致させることとして
いる。しかし、本発明において固定力を作用する軸線は好適な当該配置に限定されない。
即ち、ポッドの材質、ポッド本体における位置決め凹部周辺の構造に準じて、当該固定力
によるポッドの変形に対して位置決めピンが当該変形を抑制する抗力を発生可能となるよ
うに固定力の作用線を配置することによって、上記実施形態に準じた効果が期待できる。
【００２８】
　以上述べた実施形態では、本発明はウエハを対象とするFIMSシステムに関して主として
述べている。しかしながら、本発明の適用対象は該システムに限定されず、例えばディス
プレイ用のパネル、光ディスク等を収容する密閉容器等に対しても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態に係るロードポート装置の概略構成を示す側断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るロードポート装置の主要部概略構成についてポッドが
ローディング位置に存在する状態を図１と同様の様式にて示す拡大側断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るドッキングプレートの上面を斜視図により示す図であ
る。
【図４】図３に示すポッド固定システムの断面構造を模式的に示す図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係るポッド固定システムについて、図４と同様の様式に
てこれを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るFIMSシステムの概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３０】
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１：ポッド、　２：ポッド本体、　３：蓋、　４：ウエハ、　１０１：ロードポート装置
、　１０２：制御装置、　１０３：微小空間、　１０５：筐体、　１０７：ファン、　１
０８：負圧供給源　１０９：ロボット、　１１１：第一の開口部、　１１３：第二の開口
部、　１１５：ドアシステム、　１１７：ウエハ処理装置、　１２１：ポッド載置部、　
１２３：ドッキングプレート、　１２５：ポッド固定システム、　１２７：ドッキングプ
レート駆動システム、　１２９：排気システム、　１３１：クランプ機構

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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